CeBMaT

Biuro Projektu

Centrum badawcze Politechnika Lubelska
prosrodowiskowych i energooszczednych ul. Nadbystrzycka 38 H
materiatéw oraz technologii 20-618 Lublin

tel: (+48) 81 538 45 79
e-mail: a.michalska@pollub.pl

Zatacznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: KP-272-PNU-84/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin dostawy: 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy

System mikroskopowy w sktad ktérego wejda dwa systemy - transmisyjny system mikroskopowy oraz
skaningowy system mikroskopowy powinny dziala¢ kompatybilnie ze soba pod tym samym
oprogramowaniem.

Wymagania i opis przedmiotu zamoéwienia: Transmisyjny system mikroskopowy

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Analityczny elektronowy mikroskop transmisyjny pracujacy w trybach TEM i STEM o
maksymalnym napieciu przyspieszajgcym nie mniejszym niz 200 kV.

Mikroskop powinien by¢ fabrycznie wyjustowany dla co najmniej dwéch wysokich napie¢ 80 i 200
kV.

Mikroskop musi osiggnaé¢ nastepujace rozdzielczosSci obrazowania (do wykazania w miejscu
instalacji):

a) wtrybie STEM: < 0,16 nm przy 200 kV,
b) limitinformacyjny w trybie TEM: < 0,12 nm przy 200 keV.

Zrédto elektronéw z emisja polowa zimna lub wspomagang termicznie o jasnoéci 28-108 A/cm?2-sr
przy 200 kV (do wykazania po instalacji).

Mikroskop powinien osigga¢ prad =1 nA przy 200kV dla wigzki o $rednicy 1 nm.

Mikroskop powinien posiada¢ bezolejowy system prézniowy sterowany komputerowo.

Praca na mikroskopie powinna by¢ mozliwa z innego pomieszczenia, a wszystkie apertury
mikroskopu (kondensorowa, obiektywowa, selekcyjna) musza by¢ automatyczne.

Mikroskop powinien mie¢ szeroka soczewke obiektywowg, dostosowana do oferowanego systemu
EDS, w ktérej odlegtoSci miedzy nabiegunnikami umozliwia ruch w osi Z w zakresie
przynajmniej £0.2 mm.

W pelni zmotoryzowany goniometr musi realizowa¢ dodatkowy (poza mechanicznym) doktadny
przesuw w osiach XY i Z poprzez uktad przetwornikéw piezoelektrycznych,

Mikroskop musi by¢ wyposazony w nastepujace uchwyty (holdery) prébek:

a) jednopochytowy (pochyt a),

b) analityczny dwupochytowy (a i 8) o pochytach w zakresach przynajmniej - pochyt a:
+35° oraz pochyt : £30°,

c) analityczny tomograficzny o kacie pochytu a w zakresie przynajmniej + 70°.

d) grzewczo-polaryzacyjny z o$Smioma kontaktami MEMS, z mozliwoscig grzania do
1200°C i polaryzacji elektrycznej.

Dryft wiazki powinien by¢ <0,5 nm/minute.

Dryft prébki powinien by¢ <0,5 nm/minute.

Uktad detekcji trybu STEM musi posiada¢ minimum 8 réznych segmentdéw, ktére wraz z
oprogramowaniem musza zapewnic¢ jednoczesng akwizycje obrazéw HAADF, ADF, ABF i BF.
Tryb STEM musi posiada¢ opcje pracy z wigzka o matym kacie zbiezno$ci na potrzeby dyfrakcji
NBD. Mikroskop musi posiada¢ niezalezng procedure justowania tego trybu oraz dodatkows,

matg aperture kondensorowg (<30 pm) do dodatkowego ograniczenia kata zbieznosci.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w system EDS zawierajacy minimum 2 bezokienkowe detektory
SDD o sumarycznym kacie brytowym = 0,8 sr. System EDS musi by¢ zintegrowany z gtéwnym
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oprogramowaniem mikroskopu. Sygnat wyjsciowy i czas martwy kazdego z detektoréw
powinien by¢ odczytywany indywidualnie.

System EDS musi wykazywac¢ nastepujace parametry (do wykazania w miejscu instalacji):

a) rozdzielczos¢ energetyczna dla linii Mn Ka w warunkach wzbudzenia 10 kcps: < 136
eV,
b) stosunek sygnat/tto (liczba Fiori na prébce NiOx): 22000.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w automatyczny software do tomografii TEM, STEM i STEM-EDS.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w zestaw programéw do tomografii elektronowej obejmujacy:
oprogramowanie do automatycznej akwizycji serii pochytéw w trybie TEM, STEM i STEM-EDS,
do rekonstrukcji 3D danych tomograficznych oraz do wizualizacji i segmentacji 3D.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w wysuwang dolng kamere typu CMOS do rejestracji obrazéow
TEM i dyfrakcyjnych. Kamera musi by¢ zintegrowana w gléwnym oprogramowaniu
mikroskopu i posiada¢ nastepujace parametry:

a) rozdzielczo$¢: minimum 4k x 4k pikseli,

b) wielko$¢ pojedynczego piksela: = 14 pm,

c) duza szybko$¢ rejestracji obrazéw na potrzeby badan in situ: = 25 ramek/s dla
rozdzielczosci 4k x 4k i = 300 ramek/s dla 512 x 512,

d) mozliwo$¢ rotacji obrazu na kamerze w czasie rzeczywistym o dowolny kat,

e) do obstugi kamery mikroskop wyposazony w komputer do zapisu danych i
zarzgdzania nimi wraz z kolorowym monitorem LCD o przekatnej mnie mniejszej niz
24",

Nalezy dostarczy¢ system do czyszczenia plazmowego, dedykowany do probek TEM,
wprowadzanych do systemu na holderze TEM. Dodatkowo system powinien mie¢ stacje do
przechowywania minimum 4 holderéw w warunkach prézniowych.

Mikroskop musi posiada¢ oprogramowanie do automatycznego obrazowania duzych obszaréw w
trybie TEM, ktoére jest realizowane przez przesuw prébki oraz zszywanie uzyskanych zdjec¢
sktadowych wraz z korekcja ewentualnych przesunie¢ na ich granicach. Oprogramowanie
oprocz wersji on-line do akwizycji musi posiada¢ wersje off-line do przegladania danych.
Wersja offline powinna by¢ dostarczona w ilo$ci co najmniej 5 sztuk.

Mikroskop musi mie¢ oprogramowanie do techniki 4D-STEM, tj. do automatycznego zapisu
obrazéw dyfrakcyjnych rejestrowanych na kamerze dolnej w kazdym punkcie skanowanego
obszaru.

Mikroskop musi mie¢ oprogramowanie do pisania i wykonywania skryptow.

Mikroskop musi by¢ dostarczony z dodatkowym komputerem do zarzadzania danymi o
parametrach zapewniajacych ptynng obstluge dedykowanego oprogramowania wraz z
kolorowym monitorem LCD o przekatnej mnie mniejszej niz 24”.

Wraz z mikroskopem nalezy dostarczy¢ 5 licencji offline na oprogramowanie do przegladania i
analizy danych pomiarowych.

Mikroskop musi posiadaé zapasowe dziato elektronowe

System powinien posiada¢ 3 letnig gwarancje.

Personel powinien by¢ przeszkolony z zakresu obstugi mikroskopu i oprogramowania w ilosci co
najmniej 15 dni dla co najmniej 5 os6b.
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Wymagania i opis przedmiotu zamoéwienia: Skaningowy system mikroskopowy

1.

Mikroskop powinien by¢ wysokorozdzielczym instrumentem najnowszej generacji wyposazonym
w dziato elektronowe z termiczna emisjg polowa (emiter Schottky'ego);

Wymagana stabilno$¢ pradu wigzki elektronowej nie gorsza niz 1% / 24 godz;

Wymagana rozdzielczo$¢ obrazow elektronéw wtérnych (SE) na standardowej prébce ziaren ztota
na btonie weglowej w optymalnej odlegtosci roboczej:

a) przy napieciu przyspieszajacym 30 kV nie moze by¢ gorsza niz 1,0 nm (gwarantowana w
miejscu instalacji),

b) przy napieciu przyspieszajacym 30 kV w trybie STEM nie moze by¢ gorsza niz 0,7 nm
(gwarantowana w miejscu instalacji),

c) przy napieciu przyspieszajgcym 1 kV, bez uzycia trybu deakceleracji (spowalniania) energii
wigzki elektronowej - nie moze by¢ gorsza niz 1,4 nm (gwarantowana w miejscu
instalacji),

d) przy napieciu przyspieszajacym 1 kV oraz aktywnym trybie deakceleracji (spowalniania)
energii wigzki elektronowej - nie moze by¢ gorsza niz 1,2 nm (gwarantowana w miejscu
instalacji);

Powiekszenie mikroskopowe (dla prébki, umieszczonej w eucentrycznej odlegtosci roboczej, na
monitorze o przekatnej 24 cale) w zakresie minimum od 50 x do minimum 1 500 000 x;

Napiecie przyspieszajace powinno by¢ regulowane co najmniej w zakresie minimum od 300 eV do
30 keV;

Mikroskop powinien umozliwi¢ osiagniecie ciSnienia w komorze preparatu w trybie niskiej prézni
w zakresie, od co najwyzej 10 Pa, do co najmniej 280 Pa;

Wymagana optyka mikroskopu pracujgca w nieimmersyjnym modzie wysokorozdzielczym (UHR) -
tzn. bez generowania dodatkowego pola elektromagnetycznego pomiedzy nabiegunnikiem a
powierzchnig preparatu;

Wymagany uktad automatycznego justowania kolumny elektronowej mikroskopu;

System mikroskopu powinien posiada¢ mozliwo$¢ spowalniania (deakceleracji) wigzki elektronow
padajacych na powierzchnie probki do energii < 20 eV;

10. Maksymalny wymagany zakres ustawienia pradu wigzki elektronowej od co najwyzej 1pA do co

najmniej 250 nA.

11. Wymagana szybko$¢ skanowania (czas postoju wigzki w punkcie) w zakresie od co najwyzej 25

ns/pixel do co najmniej 25 ms/pixel

12. Mikroskop powinien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace detektory:

a) detektor elektronéw wtdérnych do pracy w trybie wysokiej prézni

b) detektor elektronéw wstecznie rozproszonych, z podziatem na 4 lub wiecej niezaleznych
pierscieni rozmieszczonych koncentrycznie wzgledem siebie pozwalajacych na selektywne
obrazowanie kontrastu materiatowego i topografii powierzchni badanej préobki w
zaleznos$ci od napiecia i kata rozproszenia elektronéw BSE wzgledem wiazki pierwotne;j.
Detektor powinien by¢ zamontowany na ruchomym, pneumatycznie wsuwanym ramieniu
pozwalajacym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem (wymagane sterowane z
poziomu gléwnego oprogramowania sterujgcego praca mikroskopu);

c) co najmniej 2 detektory wewnatrzsoczewkowe (wewnatrzkolumnowe in-lens)
zapewniajace precyzyjng detekcje elektronéw wstecznie rozproszonych BSE, a takze
detekcje sygnatu elektroné6w wtérnych SE. Detektory powinny byé rozmieszczone na
réznych wysokosciach kolumny elektronowej aby zapewni¢ podziat zbieranego sygnatu w
zalezno$ci od kata odchylenia elektronéw. Przy czym co najmniej jeden z detektoréw
powinien posiada¢ podzial na minimum dwa niezalezne sektory;
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Mikroskop musi posiada¢ mozliwos¢ jednoczesnego zbierania sygnatéw z co najmniej 4
detektoréw, w tym mozliwo$¢ uzyskania sygnatu z 2 detektoréw wewnatrz soczewkowych
jednoczesnie;

Wymagana mozliwo$¢ jednoczesnej obserwacji przynajmniej 4 zywych obrazéw (przy
pojedynczym skanie wiazka elektronéw) z réznych detektoréw na ekranie jednego monitora
(np. dla celéw poréwnawczych);

Mikroskop powinien by¢ wyposazony, w co najmniej 3 kolorowe monitory LCD o przekatnej mnie
mniejszej niz 24”;

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa komputery o parametrach
zapewniajgcych ptynng obstuge dedykowanego oprogramowania.

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w kamere IR-CCD do podgladu wnetrza komory;

Wymagana kolorowa kamera do wstepnego obrazowania powierzchni preparatéw umieszczonych
na stoliku. Wymagana kamera zintegrowana z obszarem komory mikroskopu, charakteryzujgca
sie rozdzielczo$cia co najmniej 5 megapikseli. Uzyskane obrazy powinny by¢ w sposéb
automatyczny przypisywane do koordynat przesuwu stolika. Wymagana mozliwo$¢ wykonania
zdjecia obejmujgcego pole widzenia preparatu w zakresie co najmniej 150 x 100mm, lub
wiekszym.

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w precyzyjny stolik probki zamontowany na drzwiach
komory mikroskopu o zmotoryzowanych przesuwach w 5 osiach. Zakresy przesuwéw:

a) wosi: X: minimum 100 mm,

b) wosiY: minimum. 100 mm,

¢) wosiZ: minimum 60 mm;

d) eucentryczny obrét wokoét osi w zakresie 360° dla wszystkich potozen X, Y;
e) pochyt: minimalny zakres od -2° do +70°;

Stolik preparatu powinien umozliwia¢ umieszczanie prébek lub akcesoriéw o wadze >2kg i stabilng
obserwacje przy przesuwie stolika co najmniej w osi XiY;

Wymagany co najmniej jeden wielopozycyjny stolik preparatu, dajgcy mozliwo$¢ montazu co
najmniej 10 prébek na standardowych stolikach SEM;

Wymagana obszerna komora preparatu. Wymagana szeroko$¢ komory nie mniejsza niz 350 mm;

Wymagane co najmniej 19 portéw w komorze;

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w kamere IR-CCD do podgladu wnetrza komory;

System powinien by¢ wyposazony w catkowicie bezolejowy uktad prézniowy.

System powinien zawiera¢ uktad chtodzenia woda w obiegu zamknietym

Gléwne oprogramowanie sterujgce praca mikroskopu powinno zapewnia¢ obserwacje obrazéw
mikroskopowych, ich obrébke, zapisywanie (wraz z zestawem parametréw) w formatach TIFF,
BMP i JPEG z rozdzielczo$cia maksymalng nie mniejsza niz 25 megapikseli i 24 bitowej gtebi
szarosci.

Wymagane sterowanie podstawowymi funkcjami mikroskopu (jak nastawy ostrosci, powiekszenie,
kontrast, jasno$¢ i korekcja astygmatyzmu) z zewnetrznego panelu operacyjnego oraz
oprogramowania gtéwnego.

Mikroskop powinien posiada¢ funkcje automatycznej korekcji dryfu, aktywowang np. w przypadku
integracji wielu kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w generator skanu umozliwiajacy:

a) integracje wielu ramek z automatyczng korekcja dryfu,

b) wielokrotne skanowanie pojedynczej linii ramki (integracja liniowa) celem poprawy
stosunku sygnat/szum,

c) skanowanie przeplatane, co wybrang zdefiniowang przez uzytkownika linie celem
minimalizacji tadowania sie prébki.
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System mikroskopu powinien zawiera¢ zintegrowany program do interaktywnych pomiaréw
odlegto$ci pomiedzy punktami charakterystycznymi bezposrednio na ekranie monitora
systemowego z automatycznym zapisem rezultatéw pomiaru.

Oprogramowanie sterujgce mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne, wystepujace w
oferowanym instrumencie powinny by¢ uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows
10 lub réwnowazny i kompatybilne z innymi standardowymi programami $rodowiska
Microsoft Windows*;

Wymagane oprogramowanie pozwalajace na cofniecie lub tez ponowienie ostatnich czynnosci
wykonanych przez operatora mikroskopu, zapisywanych automatycznie na dynamicznie
tworzonej liscie;

Oprogramowanie mikroskopu powinno mie¢ mozliwo$¢ zachowywania i przywotywania
parametréw skanowania ( takich jak: czas postoju wiazki w punkcie, strategia skanowania itp).
w danym momencie oprogramowanie powinno dawac¢ dostep, do co najmniej 6 zestawow
takich parametréw, natomiast, na dysku mozna zapisa¢ nieskoriczong ich liczbe i przywotaé;

Oprogramowanie mikroskopu powinno zezwala¢ na jednoczesny zapis 4 obrazéw z rdéznych
detektorow, w tym takze z réznych segmentéow detektordw, uzyskanych przy pojedynczym
skanie wiazka.;

Oprogramowanie mikroskopu powinno pozwoli¢ na zapisanie jednocze$nie zarejestrowanych
obrazéw przy uzyciu przyrostowej nazwy pliku, przy czym wszystkie zapisane w danym
momencie obrazy beda mie¢ taka sama przyrostowa liczbg i inny zdefiniowany przez
uzytkownika prefiks;

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w uktad do precyzyjnego podawania gazu roboczego,
pozwalajacy na wyzwalang wiazka elektronowa lub wigzka jonowa depozycje platyny.
Wymagana jest przy tym mozliwo$¢ pdzniejszej rozbudowy instrumentu o co najmniej 3
kolejne uktady do podawania gazéw roboczych. Poszczegélne uktady punktowego podawania
gazu powinny by¢ sterowane niezaleznie, z poziomu gléwnego interfejsu uzytkownika
mikroskopu. Pojedynczy uktad powinien stuzy¢ do precyzyjnego podawania jednego rodzaju
gazu.

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w mikromanipulator pozwalajacy na preparatyke prébek
TEM (przenoszenie cienkich folii na dedykowane siatki TEM) charakteryzujacy sie wysoka
precyzja dziatania, z mozliwoscia rotacji 360°. Powtarzalno$¢ ruchéw igly mikromanipulatora
we wszystkich osiach nie moze by¢ gorsza niz 160 nm, a minimalny krok przesuwu iglty <60nm.
Wymagane jest aby mikromanipulator byl sterowany z poziomu gléwnego interfejsu
uzytkownika mikroskopu (za pomocg oprogramowania sterujacego praca mikroskopu).

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w kolumne jonowa (FIB - Focused lon Beam) o
nastepujacych parametrach:

a) napiecie przyspieszajace regulowane w zakresie co najmniej od 500V do 30kV
b) prad wigzki jonowej regulowany co najmniej w zakresie od 2 pA do 60 nA.
c) zdolno$¢ rozdzielcza: nie gorsza niz 3,5 nm przy napieciu przyspieszajacym 30 kV

Wymagany uktad filtracji i podtrzymania napiecia zasilajacego (UPS) pracy mikroskopu przez co
najmniej 15 minut.

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS
spetniajacy nastepujace wymagania:

a) fabrycznie nowy uktad spektrometru EDS powinien by¢ konstrukcyjnie (sprzetowo i
programowo) przystosowany do wspétpracy z uktadem mikroskopu SEM/FIB.

b) Wysuwany na ramieniu detektor EDS powinien by¢ wyprodukowany w technice SDD i nie
wymagac ciektego azotu do chtodzenia;

c) Uktad spektrometru EDS powinien umozliwia¢ detekcje pierwiastkéw minimum od Berylu

(Be) wzwyz.
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d) Detektor SDD spektrometru EDS powinien posiada¢ zdolno$¢ rozdzielcza 129 eV lub lepsza
(specyfikowang dla linii Mn Ka)

e) Spektrometr EDS powinien charakteryzowac sie powierzchnig elementu aktywnego co
najmniej 30 mm?2.

f) Detektor EDS powinien zapewni¢ maksymalng prace przy minimum 800 000 wej$ciowych
zliczen na sekunde.

Detektor EDS powinien mie¢ mozliwo$¢ zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich
punktowo, wzdtuz dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz uzyskiwa¢ mapy rozktadu
pierwiastkéw z wyznaczonego obszaru.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urzadzenia za
posrednictwem sieci Internet, co wptynie na znaczne skrdcenie czasu niezbednego do
zdiagnozowania i usuniecia usterek oraz pozwoli réwniez na skrdcenie czasu przestoju
urzadzenia do niezbednego minimum.

Mikroskop powinien posiadac¢ software pozwalajgcy na komunikacje pomiedzy obrazami i ruchem
stolika tak, aby mozliwe byto obrazowanie duzych obszaréw w peini automatycznie. Software
powinien korygowa¢ artefakty powstate podczas ruchu stolika, tak aby duzy obraz byt bez
widocznych taczen. Wersja offline tez powinna by¢ dostarczona w ilo$ci co najmniej 5.

Mikroskop musi posiada¢ zapasowe dziato elektronowe.

Wraz z mikroskopem musi by¢ dostarczone urzadzenie do napylania wysokoprdézniowego ( <2 x
106 mbar) z mozliwoscia napylania weglem i metalami. Wraz z opcja glow discharge do
czyszczenia prébek do SEM z roczng gwarancja.

Mikroskop skaningowy z kolumng jonowa musi posiadac¢ 3 letnig gwarancje.

*Za oprogramowanie réwnowazne do Microsoft Windows uznaje sie takie, ktére posiada
nastepujace cechy:

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; mozliwo$¢ dokonywania
uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet - witryne producenta systemu;

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenistwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) -
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IPSec v4 i v6;

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, przegladarka
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;

System dziata w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna cze$¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac¢ ze strony producenta;

Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu;

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu) dostepny z kilku
pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych;
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace zloSliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych;

Fundusze Unia Europejska RN
Europejskie Europejski Fundusz T
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego Pk X



mailto:a.michalska@pollub.pl

CeBMaT

Biuro Projektu

Centrum badawcze Politechnika Lubelska
prosrodowiskowych i energooszczednych ul. Nadbystrzycka 38 H
materiatéw oraz technologii 20-618 Lublin

tel: (+48) 81 538 45 79
e-mail: a.michalska@pollub.pl

e System operacyjny posiada wbudowang funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na
sterowanie komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika;

e Zintegrowany z systemem operacyjnym modut do pracy grupowej uruchamiany ad- hoc w
zaleznosci od potrzeb;

e Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi;

e  Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

e System operacyjny powinien by¢ wyposazony w mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla os6b
niepetlnosprawnych (np. stabo widzacych);

e Wdrazanie IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych
ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny;

e Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509, certyfikat EAL 4
dla systemu operacyjnego zarzadzanych w sposoéb centralny;

e  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

e Rozbudowane polityki bezpieczenstwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikaciji;

e System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

e Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych Srodowiskach;

e  Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen;

e Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem;

e (Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji;

e Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikdw oraz zapewniajacy wieksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

e Zarzadzanie kontami uzytkownikdéw sieci oraz urzadzeniami

e Udostepnianie modemu;

e Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwo$cig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

e Mozliwos¢ przywracania plikéw systemowych;
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